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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины «Вакуумная и плазменная электроника» является приобретение твердых 

теоретических знаний и практических навыков работы вакуумной и плазменной электроники для выполнения 
проектов по разработке устройств вакуумной и плазменной техники. 

1.2 Для решения поставленных целей определены следующие задачи: 
1.3 1. получение системы знаний о принципах работы и структуре вакуумной и плазменной электроники. 
1.4 2. приобретение практических навыков в области проектирования устройств вакуумной и плазменной 

электроники. 
1.5 3. систематизация и закрепление практических навыков и умений по разработке устройств вакуумной и 

плазменной электроники. 
           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура, в том числе лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, 
признанное в Российской Федерации. (Постановление от 30 ноября 2021г №2122 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
(АДЪЮНКТУРЕ) п.4 раздела I. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

           

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные методы и средства расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; 
3.1.2 - основные электроизмерительные приборы; 
3.1.3 - физические закономерности работы вакуумных и плазменных устройств; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить расчеты электрических цепей постоянного и переменного тока; 
3.2.2 - работать с электроизмерительными приборами; 
3.2.3 - выявлять физические закономерности работы вакуумных и плазменных устройств; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. 
3.3.2 - методами и приемами анализа закономерностей работы вакуумных и плазменных устройств. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Форма 

контроля 
 Раздел 1.      

1.1 Разряды в газах. Виды ионизации /Тема/ 6 0    

1.2 Введение. Ионизационные процессы в газах. 
Виды ионизации. Лавина электронов. Условие 
самостоятельного разряда. Образование 
стримера. Закон Пашена. Разряд в 
неоднородных полях. Барьерный эффект.  /Лек/ 

6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.3 Потери энергии при коронирова-нии. Разряд в 
воздухе по поверхности изоляторов /Тема/ 

6 0    

1.4 Коронный разряд. Потери энергии при 
коронировании. Разряд в воздухе по 
поверхности изоляторов. Пробой жидких 
диэлектриков. Пробой твердой изоляции. /Лек/ 

6 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.5 Коронный разряд. Потери энергии при 
коронировании. Разряд в воздухе по 
поверхности изоляторов. Пробой жидких 
диэлектриков. Пробой твердой изоляции. /Ср/ 

6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 
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1.6 Высоковольтная изоляция. Измерение 
сопротивления изоляции /Тема/ 

6 0    

1.7 Высоковольтная изоляция. Высоковольтные 
изоляторы. Изоляция высоковольтных 
конденсаторов. Изоляция трансформаторов. 
Изоляция кабелей. Изоляция электрических 
машин. Профилактика изоляции. Измерение 
сопротивления изоляции. /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.8 Высоковольтная изоляция. Высоковольтные 
изоляторы. Изоляция высоковольтных 
конденсаторов. Изоляция трансформаторов. 
Изоляция кабелей. Изоляция электрических 
машин. Профилактика изоляции. Измерение 
сопротивления изоляции. /Ср/ 

6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.9 Установки для получения высоких напряжений. 
Классификация перенапряжений.  /Тема/ 

6 0    

1.10 Установки для получения высоких переменных 
напряжений. Установки для получения высоких 
постоянных напряжений. Каскадный генератор 
постоянного тока. Генератор импульсных токов. 
Классификация перенапряжений. /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.11 Изучение установки для получения высоких 
переменных напряжений. /Пр/ 

6 1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Отчет 

1.12 Установки для получения высоких переменных 
напряжений. Установки для получения высоких 
постоянных напряжений. Каскадный генератор 
постоянного тока. Генератор импульсных токов. 
Классификация перенапряжений /Ср/ 

6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.13 Способы защиты от перенапряжений. Средства 
защиты от перенапряжений /Тема/ 

6 0    

1.14 Внутренние перенапряжения. Защита от прямых 
ударов молнии. Зона защиты стержневого 
молниеотвода. Зона защиты тросового 
молниеотвода. Средства защиты от 
перенапряжений /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.15 Изучение средств защиты от 
перенапряжений /Пр/ 

6 1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Отчет 

1.16 Внутренние перенапряжения. Защита от прямых 
ударов молнии. Зона защиты стержневого 
молниеотвода. Зона защиты тросового 
молниеотвода. Средства защиты от 
перенапряжений /Ср/ 

6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.17 Измерение высоких напряжений. /Тема/ 6 0    

1.18 Шаровые разрядники. Электростатические 
вольтметры. Делители напряжения.  /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

1.19 Измерение высоких напряжений. /Пр/ 6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Отчет 

1.20 Шаровые разрядники. Электростатические 
вольтметры. Делители напряжения. /Ср/ 

6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

 Раздел 2.      
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2.1 Плазменная электроника /Тема/ 6 0    

2.2 Современные электронные приборы. Предмет и 
задачи дисциплины «Плазменная электро- 
ника». Основные области исследований. 
Исторические этапы развития плазменной 
электроники. Направления и перспективы 
развития эмиссионной, вакуумной и плазменной 
электроники. Классификация электровакуумных 
приборов. Обобщённая структура прибора 
вакуумной электроники /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.3 Исторические этапы развития плазменной 
электроники. Направления и перспективы 
развития эмиссионной, вакуумной и плазменной 
электроники. /Ср/ 

6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.4 Виды эмиссии /Тема/ 6 0    

2.5 Электронная эмиссия с поверхности металлов и 
полупроводников. Термоэлектронная эмиссия. 
Формула Ричардсона-Дэшмана. Усиление 
термоэлектронной эмиссии полем. 
Автоэлектронная эмиссия. Взрывная эмиссия. 
Понятие о зондовой сканирующей туннельной 
микроскопии. Вторичная электронная эмиссия. 
Фотоэлектронная эмиссия из металлов и 
полупроводников /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.6 Виды эмиссии /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.7 Эмиссионные параметры и типы катодов. 
Понятие о вакуумных фотоэлектронных 
приборах.  /Тема/ 

6 0    

2.8 Эмиссионные параметры катодов. Эмиссионные 
параметры термокатодов электровакуумных 
приборов. Особенности автоэлектронных 
катодов и их практическое применение. 
Фотокатоды. Понятие о вакуумных 
фотоэлектронных приборах. Фотоэлементы. 
Фотоэлектронные умножители /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.9 Эмиссионные параметры и типы катодов. /Ср/ 6 5  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.10 Физические основы ионных (газо-разрядных) 
приборов преобразовательной техники. 
/Тема/ 

6 0    

2.11 Физические основы ионных (газо-разрядных) 
приборов преобразовательной техники. 
Типы газовых разрядов. Вольт-амперная 
характеристика разрядного промежутка. 
Распределение потенциала в газоразрядном 
промежутке. Условие развития 
самостоятельного разряда. Приборы тлеющего 
разряда. Основные сведения об ионных 
(газоразрядных) приборах. Импульсный 
водородный тиратрон. Защитные разрядники 
/Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.12 Изучение импульсного водородного 
тиратрона. /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Отчет 
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2.13 Типы газовых разрядов. Приборы тлеющего 
разряда. Основные сведения об ионных 
(газоразрядных) приборах. Импульсный 
водородный тиратрон. Защитные 
разрядники /Ср/ 

6 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.14 Физические основы приборов обработки и 
визуального отображения информации 
(плазменные индикаторы).  /Тема/ 

6 0    

2.15 Физические основы приборов обработки и 
визуального отображения информации 
(плазменные индикаторы). Свечение 
рекомбинации. Излучение плазмы. Основные 
сведения о газоразрядных (плазменных) 
приборах отображения информации. 
Газоразрядные индикаторы (ГРИ). 
Газоразрядные индикаторные панели (ГИП). 
Плазменные дисплеи и телевизионные 
газоразрядные экраны. Газоразрядные 
лазеры /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

2.16 Изучение принципа работы газоразрядных 
индикаторов /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Отчет 

2.17 Газоразрядные лазеры /Ср/ 6 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 

Экзамен 

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Количество/ 

название ЭБС 

Л1.1 Битнер Л. Р. Вакуумная и плазменная электроника : учебное пособие Томск: 
Томский 
государственн 
ый 
университет 
систем 
управления и 
радиоэлектрон 
ики, 2007, 148 
с. 

2227-8397, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/1 
3920.html 

Л1.2 Федяев В.К., Козлов 
В.Н., Глебова Т.А. 

Вакуумная и плазменная электроника : Методические 
указания 

Рязань: РИЦ 
РГРТУ, 2005, 

, 
https://elib.rsre 
u.ru/ebs/downl 
oad/349 

Л1.3 Волощенко, П. Ю., 
Волощенко, Ю. П. 

Электрический разряд в газонаполненных элементах 
электронной цепи : учебное пособие 

Ростов-на- 
Дону, 
Таганрог: 
Издательство 
Южного 
федерального 
университета, 
2021, 118 с. 

978-5-9275- 
3957-4, 
https://www.ip 
rbookshop.ru/ 
121940.html 

6.1.2. Дополнительная литература   



УП: 2.2.1._06_24_00.plx 
   

стр. 8 

№ Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Количество/ 
название ЭБС 

Л2.1 Коротченко В.А. 
(отв.ред.) и др.;РРТИ 

Вакуумная и плазменная электроника : 
Межвуз.сб.науч.трудов 

Рязань, 1993, 
128с 

5-230-14385- 
1, 1 

Л2.2 Федяев В.К., Козлов 
В.Н., Глебова Т.А. 

Вакуумная и плазменная электроника : Метод.указ.к 
лаб.работам 

Рязань, 2006, 
36с. 

, 1 

Л2.3 Курочка, С. П., 
Кузнецов, Г. Д., 
Курочка, А. С. 

Вакуумная и плазменная электроника : курс лекций Москва: 
Издательский 
Дом МИСиС, 
2009, 162 с. 

2227-8397, 
http://www.ipr 
bookshop.ru/9 
8061.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства 

Наименование Описание 

Операционная система Windows Коммерческая лицензия 
Kaspersky Endpoint Security Коммерческая лицензия 
LibreOffice Свободное ПО 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (договор об информационной поддержке №1342/455-100 от 

28.10.2011 г.) 
6.3.2.2 Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
6.3.2.3 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru 

         

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 

103 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс 
Специализированная мебель (24 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. 
ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду РГРТУ 

2 109 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (60 
посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. 

         

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины 
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